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(54) Vorrichtung und Verfahren zum Erfassen von Eigenschaften eines zu untersuchenden Fluids

(®7)

Vorrichtung (1) zum Erfassen von Eigenschaften
eines zu untersuchenden Fluids (F), mit einer
Lichtquelle (2) zum Aussenden mehrerer Lichtstrahlen
(L), von welchen einer der Lichtstrahlen (L) ein
Messstrahl (3) ist, welcher fiir einen Durchtritt durch
das Fluid (F) vorgesehen ist, und ein anderer
Lichtstrahl (L) ein Referenzstrahl (4) ist, welcher zur
Umgehung des Fluids (F) vorgesehen ist, mit einer
der Lichtquelle (2) nachgeschalteten bewegbaren
Abdeckeinrichtung (5), welche zum Abdecken der
Lichtstrahlen (L) vorgesehen ist und die zwischen
einer ersten den Messstrahl (3) freigebenden und
Referenzstrahl (4) abdeckenden Position (P1) und
einer zweiten den Messstrahl (3) abdeckenden und
den Referenzstrahl (4) freigebenden Position (P2)
Oberfihrbar angeordnet ist, und mit einem der
Abdeckeinrichtung (5) nachgeschalteten Lichtdetektor
(6), wobei die Abdeckeinrichtung (5) in eine dritte
Position (P3, P3', P3") tberfiihrbar angeordnet ist, in
welcher die von der Lichtquelle (2) ausgesendeten
Lichtstrahlen (L) im Vergleich zur ersten Position (P1)
und zur zweiten Position (P2) der Abdeckeinrichtung
(5) unterschiedlich abgedeckt sind, wodurch ein durch
die Lichtstrahlen (L) beeinflusster Ausgangsparameter

des Lichtdetektors (6) in der dritten Position (P3,
P3', P3") unterschiedlich zum Ausgangsparameter
des Lichtdetektors (6) in der ersten Position (P1)
und in der zweiten Position (P2) der
Abdeckeinrichtung (5) ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Erfassen von Eigenschaften eines zu unter-
suchenden Fluids, gemaR dem Oberbegriff von Anspruch 1.

[0002] Die Erfindung betrifft zudem ein Verfahren zum Erfassen von Eigenschaften eines zu
untersuchenden Fluids gemaR dem Oberbegriff von Anspruch 11.

[0003] Vorrichtungen, insbesondere Spektrometer, und Verfahren zur Untersuchung von In-
haltsstoffen oder allgemein von Eigenschaften eines Fluids sind bekannt.

[0004] Die DE 100 84 057 B4 betrifft ein Spektrometer zur Bestimmung der Inhaltsstoffe eines
gasférmigen oder flissigen Fluides. Die Vorrichtung weist eine Lichtquelle auf, welche zumin-
dest einen Messstrahl und zumindest einen Referenzstrahl aussendet. Der Messstrahl wird
durch ein lichtdurchlassiges Fenster in das zu untersuchende Fluid und durch ein weiteres
lichtdurchlassiges Fenster wieder in die Vorrichtung zuriick gefilhrt. Demgegenuber wird der
Referenzstrahl im Inneren der Vorrichtung, am zu untersuchenden Fluid vorbei geflihrt. Sowohl
der Messstrahl als auch der Referenzstrahl werden von einem Lichtdetektor empfangen. Um
das Licht des Messstrahls und des Referenzstrahls einzeln erfassen zu kénnen, ist ein Strahl-
selektor vorgesehen, der jeweils einen der Lichtstrahlen durchldsst und alle anderen unter-
bricht.

[0005] Mittels solchen Vorrichtungen die einen Messstrahl und einen Referenzstrahl nutzen,
kénnen die Eigenschaften, insbesondere die Lichtdurchlassigkeit eines zu untersuchenden
Fluids, durch einen Vergleich des Messstrahls mit dem Referenzstrahl, die mit dem Lichtdetek-
tor empfangen werden, bestimmt werden. Im Falle eines triben Fluids werden sich die Mess-
werte des mit dem Lichtdetektor empfangenen Messstrahls und des mit dem Lichtdetektor
empfangenen Referenzstrahls unterscheiden. Wenn das Fluid hingegen klar, d.h. besonders
lichtdurchl&ssig ist, kdbnnen die Messwerte gegebenenfalls identisch sein oder der Unterschied
ist zu gering, um mit kostenglnstigen Messeinrichtungen zuverlassig erfasst zu werden.

[0006] Wenn jedoch die Messwerte fur den Messstrahl und den Referenzstrahl nicht zu unter-
scheiden sind, ist es fur einen Anwender der Vorrichtung ohne geeignete Hilfseinrichtungen,
d.h. nur an Hand der Messwerte, nicht nachvollziehbar, ob das Fluid tatsachlich klar, d.h. be-
sonders lichtdurchlassig ist oder ob der Strahlselektor, welcher erst den einen und dann den
anderen des Messstrahls und des Referenzstrahl zum Lichtdetektor durchlassen soll, defekt ist.
Ein defekter Strahlselektor kann somit dazu flihren, dass immer nur der Messstrahl oder der
Referenzstrahl gemessen wird, obwohl der Strahlselektor angesteuert wird, den Messstrahl und
den Referenzstrahl abwechselnd durchzulassen.

[0007] Die CN 103969206 A betrifft einen Sensor zur in-situ Erfassung einer Wasserqualitét,
mit einem Mikroprozessor, einer Lichtquelle, einer kollimierten konvexen Linse, zwei optischen
Glasteilen, einem mechanischen optischen Schalter, einer gekoppelten konvexen Linse, einer
optischen Erfassungseinheit und einem Temperatursensor, welche in einem geschlossenen
Gehé&use angeordnet sind.

[0008] Die CN 109187380 A offenbart einen Wasserqualitdtsdetektor mit einem ersten opti-
schen Wegteil, einer Probenzelle, einer Referenzzelle und einem zweiten optischen Wegtell,
wobei der erste optische Wegteil zum Erzeugen von parallelem Licht zur Wasserprobenerfas-
sung verwendet wird. Die Probenzelle ist hinter dem ersten optischen Wegteil angeordnet und
umfasst ein Gefal zum Platzieren der verschmutzten Wasserprobe. Die Referenzzelle enthélt
einer Referenzwasserprobe und ist ebenfalls hinter dem ersten optischen Wegteil angeordnet.
Der zweite optische Wegteil ist hinter der Probenzelle und der Referenzzelle angeordnet und
wird zum sequentiellen Empfangen und Behandeln des durch die verschmutzte Wasserprobe
und die Referenzwasserprobe dringenden Lichts verwendet.

[0009] Die JP H05-332933 A betrifft ein tragbares Messgerat zur Erfassung einer Konzentration
von CO2 in Atemluft.
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[0010] Auch die drei letztgenannten Veréffentlichungen bieten keine Lésung flr eine Erkennung
eines defekten Strahlselektors.

[0011] Die Aufgabe der Erfindung besteht in der Schaffung einer Vorrichtung und eines Verfah-
rens der eingangs genannten Art, welche(s) erkennen l&sst, ob sowohl der Messstrahl als auch
der Referenzstrahl freigegeben, d.h. zum Lichtdetektor durchgelassen wurden. Die Vorrichtung
und das Verfahren sollen somit ermdglichen einen Defekt der Vorrichtung zu erkennen, der
fehlerhafter Weise dazu flhrt, dass immer nur der Messstrahl oder der Referenzstrahl gemes-
sen wird. Die Vorrichtung soll zudem platzsparend, kostengulnstig und robust herstellbar sein
und das Verfahren soll einfach und kostengunstig ausfuhrbar sein.

[0012] Hierfur sieht die Erfindung eine Vorrichtung wie in Anspruch 1 und ein Verfahren wie in
Anspruch 11 definiert vor. Vorteilhafte Ausfihrungsformen und Weiterbildungen sind in den
abhangigen Anspriichen angegeben.

[0013] Die Aufgabe wird erfindungsgemanl dadurch gelést, dass die Abdeckeinrichtung in eine
dritte Position UberfUhrbar angeordnet ist, in welcher die von der Lichtquelle ausgesendeten
Lichtstrahlen im Vergleich zur ersten Position und zur zweiten Position der Abdeckeinrichtung
unterschiedlich abgedeckt sind, wodurch ein durch die Lichtstrahlen beeinflusster Ausgangspa-
rameter des Lichtdetektors in der dritten Position unterschiedlich zum Ausgangsparameter des
Lichtdetektors in der ersten Position und in der zweiten Position der Abdeckeinrichtung ist. Die
Vorrichtung weist eine Lichtquelle auf, die zum Aussenden mehrerer Lichtstrahlen vorgesehen
ist. Die Lichtquelle weist hierfir zumindest einen Leuchtkdrper, bspw. zumindest eine Xenon-
Lampe, ein LED-Bauelement oder ein Laser-Bauelement auf. Somit kann bspw. die Lichtquelle
einen einzigen Leuchtkdrper aufweisen, dem ein Strahlteiler zur Erzeugung mehrerer Licht-
strahlen nachgeschaltet ist. Alternativ oder erganzend kann die Lichtquelle mehrere Leuchtkér-
per aufweisen, die jeweils einen Lichtstrahl erzeugen. Einer der Lichtstrahlen ist ein Messstrahl,
welcher flr einen Durchtritt durch das Fluid vorgesehen ist und somit abhangig von den Inhalts-
stoffen (oder der Trube) des Fluids gedampft wird. Unter einem Fluid wird ein Gas, eine FlUs-
sigkeit oder eine Kombination von beidem verstanden. Die Intensitdt des Messstrahls beim
Austritt aus dem Fluid hangt auch von der Intensitét des Messstrahls beim Eintritt in das Fluid
ab. Deshalb ist ein anderer Lichtstrahl als Referenzstrahl vorgesehen, welcher zur Umgehung
des Fluids vorgesehen ist, d.h. nicht durch das Fluid geleitet wird. Der somit ungedampfte Refe-
renzstrahl dient in bekannter Weise einem Vergleich mit dem Messstrahl, um bspw. alterungs-
bedingte Reduktionen der von der Lichtquelle abgestrahlten Lichtenergie bei der Erfassung des
Messstrahls bertcksichtigen bzw. kompensieren zu kénnen. Bevorzugt werden der Messstrahl
und der Referenzstrahl vom selben Leuchtkérper ausgesendet. Der Lichtquelle ist eine beweg-
bare Abdeckeinrichtung nachgeschaltet, welche zum unterschiedlichen Abdecken der Licht-
strahlen vorgesehen ist. Hierflr ist die Abdeckeinrichtung zwischen einer ersten Position und
einer zweiten Position Uberflhrbar angeordnet. Die Abdeckeinrichtung ist ausgebildet, den
Messstrahl in der ersten Position freizugeben und den Referenzstrahl abzudecken und in der
zweiten Position den Messstrahl abzudecken und den Referenzstrahl freizugeben. Unter einer
freigebenden Position ist eine Position der Abdeckeinrichtung zu verstehen, in welcher der
Lichtstrahl von der Abdeckeinrichtung zumindest teilweise durchgelassen wird, bspw. im We-
sentlichen vollstandig durchgelassen wird, d.h. unbeeintrachtigt ist. Die Abdeckeinrichtung ist
lichtundurchléssig oder zumindest lichtddmpfend ausgebildet. Somit ist unter einer abdecken-
den Position eine Position der Abdeckeinrichtung zu verstehen, in welcher der Lichtstrahl von
der Abdeckeinrichtung nicht oder nur abgeschwécht durchgelassen wird. In jedem Fall wird in
der freigebenden Position ein gréRerer Anteil vom Lichtstrahl durchgelassen als in der abde-
ckenden Position. In der ersten Position der Abdeckeinrichtung kann somit der Messstrahl die
Abdeckeinrichtung im Wesentlichen ungehindert passieren und nach Verlassen des Fluids
erfasst werden. Um Stérungen des Messergebnisses zu vermeiden, ist der Referenzstrahl in
dieser ersten Position abgedeckt. In der zweiten Position der Abdeckeinrichtung kann hingegen
der Referenzstrahl die Abdeckeinrichtung im Wesentlichen ungehindert passieren und erfasst
werden. Um Stérungen des Messergebnisses des Referenzstrahls zu vermeiden, ist der Mess-
strahl in dieser zweiten Position abgedeckt. Um den Messstrahl und den Referenzstrahl erfas-
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sen zu kénnen, ist, von der Lichtquelle ausgehend betrachtet, der Abdeckeinrichtung ein Licht-
detektor nachgeschaltet. Der Lichtdetektor ist ausgebildet, abhangig von der Lichtstérke oder
Lichtintensitat des auftreffenden Lichts einen Ausgangsparameter zu erzeugen oder zu &ndern.
Beispielsweise ist der Ausgangsparameter ein elektrisches Signal, welches der Lichtdetektor an
seinem Ausgang bereitstellt. Der Ausgangsparameter kann aber auch ein lichtabhéngiger In-
nenwiderstand des Lichtdetektors sein, der zwischen Anschllssen des Lichtdetektors gemes-
sen werden kann.

[0014] Um auf eine Bewegung bzw. Umschaltung der Abdeckeinrichtung zwischen der ersten
und der zweiten Position zuverlassig rlickschlieen zu kénnen, ist die Abdeckeinrichtung in eine
dritte Position UberfUhrbar angeordnet. Die Abdeckeinrichtung ist ausgebildet, in der dritten
Position die von der Lichtquelle ausgesendeten Lichtstrahlen im Vergleich zur ersten Position
und zur zweiten Position der Abdeckeinrichtung unterschiedlich abzudecken. Die Abdeckung in
der dritten Position erfolgt derart, dass der durch die Lichtstrahlen beeinflusste Ausgangspara-
meter des Lichtdetektors in der dritten Position unterschiedlich zum Ausgangsparameter des
Lichtdetektors in der ersten Position und in der zweiten Position der Abdeckeinrichtung ist.
Beispielsweise erzeugt der Lichtdetektor in der ersten, zweiten und dritten Position an einem
Ausgang des Lichtdetektors unterschiedliche elektrische Spannungssignale oder sein Innenwi-
derstand nimmt unterschiedliche Werte an. Wesentlich ist, dass die Abdeckeinrichtung einge-
richtet ist, in der dritten Position im Vergleich zur ersten und zweiten Position unterschiedliche
Lichtverhaltnisse am Lichtdetektor erzeugen zu kénnen, sodass hieraus auf eine Bewegung der
Abdeckeinrichtung geschlossen werden kann. Sollten die Lichtverhdltnisse in den drei Positio-
nen identisch sein, kann daher auf eine Bewegungsblockade der Abdeckeinrichtung geschlos-
sen werden und es kdnnen Reparaturmalnahmen ergriffen werden.

[0015] Es existieren zahlreiche Mdglichkeiten wie die Abdeckeinrichtung in der dritten Position
die Lichtstrahlen abdecken kann, um im Vergleich zur ersten und zweiten Position unterschied-
liche Lichtverhéltnisse am Lichtdetektor zu erzeugen. Zudem kénnen die verschiedenen Ab-
deck-Méglichkeiten von den Lichtstérken der von der Lichtquelle ausgesendeten Lichtstrahlen
abhangen.

[0016] Wenn im Rahmen der vorliegenden Beschreibung auf eine erste Position, eine zweite
Position und/oder eine dritte Position Bezug genommen wird, so ist hierunter die erste, zweite
und/oder dritte Position der Abdeckeinrichtung zu verstehen, sofern nichts Gegenteiliges ange-
geben wird.

[0017] Wenn weiters im Rahmen der vorliegenden Beschreibung auf eine Messung oder Erfas-
sung des Messstrahls oder Referenzstrahls oder eines sonstigen Lichtstrahls Bezug genommen
wird, so ist hierunter eine Messung oder Erfassung einer physikalischen GréfRe des Mess-
strahls, Referenzstrahls oder sonstigen Lichtstrahls, bspw. der Lichtstarke, zu verstehen. Die
Messung oder Erfassung erfolgt durch den Lichtdetektor oder mit Hilfe des Lichtdetektors.

[0018] Zudem bezieht sich im Rahmen der vorliegenden Beschreibung ein Vergleich, eine
Messung oder eine Differenz des/der Ausgangsparameters/Ausgangsparameter des Lichtde-
tektors auf den Wert des/der Ausgangsparameters/Ausgangsparameter oder allgemein auf
messbare Eigenschaften des/der Ausgangsparameters/Ausgangsparameter. Beispielsweise
werden am Ausgang eines Lichtdetektors anliegende Spannungswerte oder Signalformen oder
Widerstandswerte des Lichtdetektors gemessen und verglichen.

[0019] GemaR einer bevorzugten Ausflhrungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass in der
dritten Position der Abdeckeinrichtung der Messstrahl oder der Referenzstrahl teilweise abge-
deckt ist oder ein zusatzlicher, von der Lichtquelle ausgesendeter Lichtstrahl als zweiter Refe-
renzstrahl, welcher zur Umgehung des Fluids vorgesehen ist, in der dritten Position der Abde-
ckeinrichtung im Vergleich zur ersten Position und zur zweiten Position der Abdeckeinrichtung
unterschiedlich abgedeckt ist. Auf diese Weise kénnen in der dritten Position im Vergleich zur
ersten und zweiten Position unterschiedliche Lichtverhéltnisse am Lichtdetektor erzeugt wer-
den. Wenn die Lichtquelle nur den Messstrahl und den Referenzstrahl aussendet, fihrt die
teilweise Abdeckung eines dieser Lichtstrahlen zu verédnderten Lichtverhdltnissen am Lichtde-
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tektor. Beispielsweise kann sich in der dritten Position die Abdeckeinrichtung in einen Teil der
Querschnittsflache des Messstrahls oder des Referenzstrahls hinein erstrecken. Wenn hinge-
gen ein zusatzlicher Lichtstrahl (zweiter Referenzstrahl) von der Lichtquelle ausgesendet wird,
wird dieser von der Abdeckeinrichtung in der dritten Position auf eine Weise freigegeben oder
zumindest teilweise abgedeckt, die sich von der Freigabe oder Abdeckung in der ersten und
zweiten Position unterscheidet. Gunstiger Weise ist der zweite Referenzstrahl in der ersten und
zweiten Position der Abdeckeinrichtung identisch freigegeben oder identisch zumindest teilwei-
se abgedeckt, um den Vergleich zwischen Messstrahl und Referenzstrahl nicht zu beeinflussen.

[0020] Besonders gunstig ist es, wenn der zweite Referenzstrahl in der ersten Position und in
der zweiten Position der Abdeckeinrichtung abgedeckt und in der dritten Position der Abdeck-
einrichtung zumindest teilweise freigegeben ist. Die Abdeckung des zweiten Referenzstrahls in
der ersten Position und zweiten Position der Abdeckeinrichtung verhindert eine Uberlagerung
des Messstrahls und des Referenzstrahls mit dem zweiten Referenzstrahl und kann somit die
Genauigkeit der Messung des Messstrahls und Referenzstrahls erhéhen. In der dritten Position
ist dann der zweite Referenzstrahl Gber zumindest einen Teil seines Querschnitts freigegeben.
Die unterschiedliche Abdeckung des zweiten Referenzstrahls in der dritten Position der Abde-
ckeinrichtung, im Vergleich zur ersten und zweiten Position, umfasst somit auch eine Freigabe
des zweiten Referenzstrahls in der dritten Position.

[0021] GemaR einer konstruktiv besonders einfachen Ausflhrungsform ist die Abdeckeinrich-
tung verschwenkbar angeordnet. Insbesondere kann die Abdeckeinrichtung um eine Drehachse
verschwenkbar angeordnet sein. Die verschwenkbar angeordnete Abdeckeinrichtung kann im
Vergleich zu einer verschiebbar angeordneten Abdeckeinrichtung besonders platzsparend
zwischen der ersten, zweiten und dritten Position bewegt werden. Zudem ist beim Verschwen-
ken der Abdeckeinrichtung nur ein geringer Reibungswiderstand zu Uberwinden, wodurch eine
unerwinschte Bewegungsblockade der Abdeckeinrichtung unwahrscheinlicher wird.

[0022] Die Bewegung der Abdeckeinrichtung kann besonders prazise erfolgen, wenn die Abde-
ckeinrichtung mit einem Schrittmotor verbunden ist. In diesem Fall bewegt der Schrittmotor die
Abdeckeinrichtung. Der Schrittmotor kann somit Teil der Vorrichtung zum Erfassen von Eigen-
schaften eines zu untersuchenden Fluids sein und Uber eine elektrische Steuervorrichtung
angesteuert werden.

[0023] Fur eine besonders prézise Abdeckung und Freigabe der von der Lichtquelle ausgesen-
deten Lichtstrahlen kann vorgesehen sein, dass die Abdeckeinrichtung Teil eines im Pfad der
Lichtstrahlen angeordneten Strahlselektors ist, welcher eine feststehende Abdeckplatte mit
Durchgangséffnungen fur die Lichtstrahlen aufweist, und die Abdeckeinrichtung zur einstellba-
ren Abdeckung der Durchgangséffnungen bewegbar angeordnet ist. Der Strahlselektor sorgt
dafur, dass nur ausgewahlte Lichtstrahlen am Lichtdetektor auftreffen kdnnen. Bevorzugt blo-
ckiert daher die Abdeckplatte des Strahlselektors, von den Durchgangséffnungen fir die Licht-
strahlen abgesehen, die Lichtausbreitung von der Lichtquelle zum Lichtdetektor. Die Durch-
gangséffnungen der Abdeckplatte sind in der Ausbreitungsrichtung der Lichtstrahlen angeord-
net und kdnnen mit der beweglichen Abdeckeinrichtung wahlweise freigegeben oder abgedeckt
werden. Die Abdeckeinrichtung kann auch flr eine teilweise Abdeckung der Durchgangséffnun-
gen eingerichtet sein.

[0024] FUr eine besonders einfache Konstruktion kann vorgesehen sein, dass die Abdeckein-
richtung durch ein einzelnes Abdeckelement gebildet ist. Dadurch ist es nicht erforderlich, flr
jeden Lichtstrahl ein eigenes Abdeckelement vorzusehen.

[0025] Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Abdeckelement durch eine in einer Ebene parallel
zur Ebene der feststehenden Abdeckplatte des Strahlselektors bewegliche Platte gebildet ist,
welche bewegliche Platte eine Durchgangséffnung fur einen der Lichtstrahlen aufweist. Auf
diese Weise kann ein Lichtstrahl fur die Passage zum Lichtdetektor freigegeben werden, indem
die Durchgangséffnung der beweglichen Platte in einer Linie mit einer der Durchgangséffnun-
gen der feststehenden Abdeckplatte des Strahlselektors ausgerichtet ist. Die Durchgangséff-
nung der beweglichen Platte ist dabei bevorzugt ausgebildet, einen einzigen Lichtstrahl durch-
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zulassen, wahrend die anderen Lichtstrahlen durch die bewegliche Platte abgedeckt sind. Die
bevorzugte Anordnung der beweglichen Platte in einer Ebene parallel zur Ebene der festste-
henden Abdeckplatte des Strahlselektors ermdglicht eine platzsparende Konstruktion der ge-
samten Vorrichtung.

[0026] Um einen Benutzer bei der Feststellung einer Bewegungsblockade der Abdeckeinrich-
tung zu unterstitzen, kann eine dem Lichtdetektor nachgeschaltete Verarbeitungseinheit vorge-
sehen sein, welche zur Erkennung einer Bewegungsblockade der Abdeckeinrichtung durch
einen Vergleich der Ausgangsparameter des Lichtdetektors in der ersten Position, der zweiten
Position und der dritten Position der Abdeckeinrichtung ausgebildet ist. Durch das Vorsehen der
Verarbeitungseinheit erspart sich der Benutzer, die Ausgangsparameter, insbesondere die
Werte der Ausgangsparameter, des Lichtdetektors in der ersten, zweiten und dritten Position
der Abdeckeinrichtung selbst zu vergleichen. Beispielsweise vergleicht die Verarbeitungseinheit
automatisch vom Lichtdetektor erzeugte elektrische Signale, die von der am Lichtdetektor auf-
treffenden Lichtstarke abhéngen. Die Verarbeitungseinheit ist in diesem Fall dem Lichtdetektor
nachgeschaltet, d.h. sie ist mit einem Ausgang des Lichtdetektors verbunden. Die Verarbei-
tungseinheit kann einen Mikroprozessor oder dergleichen aufweisen. Wenn der Lichtdetektor
keinen Eingang und Ausgang sondern nur zwei Anschllsse aufweist, ist die Verarbeitungsein-
heit mit diesen AnschlUssen verbunden und wird ebenfalls als nachgeschaltet betrachtet. Die
Verarbeitungseinheit kann inshesondere ausgebildet sein, dann eine Bewegungsblockade zu
erkennen, wenn die Ausgangsparameter (bzw. deren Werte) des Lichtdetektors in der ersten,
zweiten und dritten Position der Abdeckeinrichtung identisch sind.

[0027] Wenn die Verarbeitungseinheit zur Ausgabe einer Fehlermeldung ausgebildet ist, kann
der Benutzer durch die Fehlermeldung Uber eine erkannte Bewegungsblockade informiert wer-
den. Die Fehlermeldung kann bspw. eines einer akustischen, optischen oder flhlbaren Fehler-
meldung, ein elektrisches Signal, ein Eintrag in einer Datenbank oder eine Kombination davon
sein.

[0028] Um Wiederholungen zu vermeiden bzw. zu reduzieren wird im Zusammenhang mit der
folgenden Beschreibung des Verfahrens auch auf die vorangegangene Beschreibung der Vor-
richtung verwiesen, soweit diese dem Sinn nach anwendbar ist. Ebenso wird in Zusammenhang
mit der Beschreibung der Vorrichtung auf die folgende Beschreibung des Verfahrens verwiesen.

[0029] Verfahrensmé&Rig wird die Aufgabe erfindungsgeman geldst durch Ansteuern der beweg-
lichen Abdeckeinrichtung zum Bewegen in eine dritte Position und Detektieren der von der
Abdeckeinrichtung durchgelassenen Lichtstrahlen mit dem Lichtdetektor, in welcher dritten
Position die von der Lichtquelle ausgesendeten Lichtstrahlen im Vergleich zur ersten Position
und zur zweiten Position der Abdeckeinrichtung unterschiedlich abgedeckt sind, wodurch ein
durch die Lichtstrahlen beeinflusster Ausgangsparameter des Lichtdetektors in der dritten Posi-
tion unterschiedlich zum Ausgangsparameter des Lichtdetektors in der ersten Position und in
der zweiten Position der Abdeckeinrichtung ist, und Vergleichen der Ausgangsparameter des
Lichtdetektors in der ersten Position, der zweiten Position und der dritten Position der Abdeck-
einrichtung zur Erkennung einer Bewegungsblockade der Abdeckeinrichtung. Somit werden
mehrere Lichtstrahlen von einer Lichtquelle ausgesendet. Einer der Lichtstrahlen ist ein Mess-
strahl, welcher fUr einen Durchtritt durch das Fluid ausgesendet wird, d.h. der Messstrahl wird
durch einen fUr das Fluid vorgesehenen Bereich, der bspw. auerhalb der zuvor beschriebenen
Vorrichtung liegt, geflihrt. Ein anderer Lichtstrahl ist ein Referenzstrahl, welcher zur Umgehung
des Fluids ausgesendet wird, d.h. der Referenzstrahl wird innerhalb der zuvor beschriebenen
Vorrichtung, an dem flUr das Fluid vorgesehenen Bereich vorbei geflhrt. Flr eine Erfassung des
Messstrahls wird eine der Lichtquelle nachgeschaltete bewegbare Abdeckeinrichtung ange-
steuert, um sich in einem fehlerfreien Betriebsfall in eine erste den Messstrahl freigebende und
den Referenzstrahl abdeckende Position zu bewegen. Fur die Ansteuerung der Abdeckeinrich-
tung kann eine damit verbundene Steuervorrichtung vorgesehen sein. Der Abdeckeinrichtung
ist ein Lichtdetektor nachgeschaltet. In dieser ersten Position der Abdeckeinrichtung werden die
von der Abdeckeinrichtung in Richtung zum Lichtdetektor durchgelassenen Lichtstrahlen mit
dem Lichtdetektor detektiert. FUr eine Erfassung des Referenzstrahls wird die bewegliche Ab-
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deckeinrichtung angesteuert, um sich in einem fehlerfreien Betriebsfall in eine zweite den
Messstrahl abdeckende und den Referenzstrahl freigebende Position zu bewegen. In dieser
zweiten Position der Abdeckeinrichtung werden die von der Abdeckeinrichtung in Richtung zum
Lichtdetektor durchgelassenen Lichtstrahlen mit dem Lichtdetektor detektiert. Dabei ist es uner-
heblich, ob die Abdeckeinrichtung zuerst zur Bewegung in die erste Position und dann in die
zweite Position oder zuerst zur Bewegung in die zweite Position und dann in die erste Position
angesteuert wird. D.h. es ist unerheblich, ob zuerst der Messstrahl oder der Referenzstrahl
erfasst wird.

[0030] Um feststellen zu kdnnen, ob die Abdeckeinrichtung tats&chlich in der Lage war eine
Bewegung von der ersten in die zweite Position, oder umgekehrt, auszufiihren, oder ob die
Abdeckeinrichtung in ihrer Bewegung blockiert ist, wird die bewegliche Abdeckeinrichtung an-
gesteuert, um sich in eine dritte Position zu bewegen. Die erste, zweite und dritte Position stel-
len unterschiedliche Positionen der Abdeckeinrichtung dar. In dieser dritten Position der Abde-
ckeinrichtung werden die von der Abdeckeinrichtung in Richtung zum Lichtdetektor durchgelas-
senen Lichtstrahlen mit dem Lichtdetektor detektiert. Die Vorrichtung ist derart ausgebildet,
dass im fehlerfreien Betriebsfall in der dritten Position Lichtverhdltnisse am Lichtdetektor anlie-
gen, die sich von den Lichtverhdltnissen in der ersten und zweiten Position unterschieden.
HierfUr werden in der dritten Position die von der Lichtquelle ausgesendeten Lichtstrahlen im
Vergleich zur ersten Position und zur zweiten Position unterschiedlich durch die Abdeckeinrich-
tung abgedeckt. Die unterschiedliche Abdeckung in der dritten Position erfolgt derart, dass ein
durch die Lichtstrahlen beeinflusster Ausgangsparameter des Lichtdetektors in der dritten Posi-
tion unterschiedlich zum Ausgangsparameter des Lichtdetektors in der ersten Position und in
der zweiten Position der Abdeckeinrichtung ist. Die Werte (oder allgemein die Eigenschaften)
des Ausgangsparameters des Lichtdetektors in der ersten Position, der zweiten Position und
der dritten Position der Abdeckeinrichtung werden miteinander verglichen, um zu erkennen, ob
eine Bewegungsblockade der Abdeckeinrichtung vorliegt. Beispielsweise werden die Werte des
Ausgangsparameters des Lichtdetektors von einem Benutzer mit einem Messgerét gemessen
und miteinander verglichen.

[0031] Eine bevorzugte Ausflihrungsform des Verfahrens ist gekennzeichnet durch teilweises
Abdecken des Messstrahls oder des Referenzstrahls in der dritten Position der Abdeckeinrich-
tung oder unterschiedliches Abdecken eines zusatzlichen, von der Lichtquelle als zweiter Refe-
renzstrahl ausgesendeten Lichtstrahls, welcher zur Umgehung des Fluids vorgesehen ist, in der
dritten Position der Abdeckeinrichtung im Vergleich zur ersten Position und zur zweiten Position
der Abdeckeinrichtung. Wenn somit kein zweiter Referenzstrahl von der Lichtquelle ausgesen-
det wird, wird die Abdeckeinrichtung angesteuert, den Messstrahl oder den Referenzstrahl in
der dritten Position teilweise abzudecken und somit unterschiedlich zur ersten und zweiten
Position abzudecken. Beispielsweise wird ein Teil der Querschnittsfliche des Messstrahls oder
Referenzstrahls in der dritten Position abgedeckt. Wenn hingegen ein zweiter Referenzstrahl
von der Lichtquelle ausgesendet wird, wird die Abdeckeinrichtung angesteuert, diesen zweiten
Referenzstrahl in der dritten Position der Abdeckeinrichtung im Vergleich zur ersten Position
und zur zweiten Position der Abdeckeinrichtung unterschiedlich abzudecken. Dabei kann der
zweite Referenzstrahl auch nur teilweise abgedeckt werden. Die Abdeckung in der dritten Posi-
tion erfolgt jedenfalls derart, dass der Lichtdetektor im fehlerfreien Betriebsfall im Vergleich zur
ersten und zweiten Position unterschiedliche Lichtverhaltnisse detektiert. Auch mittels des
zweiten Referenzstrahls kénnen somit unterschiedliche Lichtverhaltnisse am Lichtdetektor
erzeugt werden.

[0032] Unterschiedliche Lichtverhdltnisse am Lichtdetektor kénnen beispielsweise erzielt wer-
den durch Abdecken des zweiten Referenzstrahls in der ersten Position und in der zweiten
Position der Abdeckeinrichtung und zumindest teilweises Freigeben des zweiten Referenz-
strahls in der dritten Position der Abdeckeinrichtung. Somit kann die Abdeckeinrichtung ange-
steuert werden, den zweiten Referenzstrahl in der ersten und zweiten Position abzudecken, um
die Messung des Messstrahls und des Referenzstrahls nicht zu beeinflussen, und in der dritten
Position zumindest teilweise freizugeben. In der dritten Position kénnen der Messstrahl und der
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Referenzstrahl so wie in der ersten oder zweiten Position oder auch anders abgedeckt sein.
Wesentlich ist, dass die am Lichtdetektor auftreffenden Lichtverhaltnisse in der dritten Position
unterschiedlich zu den Lichtverhéltnissen in der ersten und zweiten Position sind.

[0033] Durch Vergleichen des Ausgangsparameters des Lichtdetektors in der dritten Position
der Abdeckeinrichtung mit dem Ausgangsparameter des Lichtdetektors in der ersten Position
oder zweiten Position der Abdeckeinrichtung in einer dem Lichtdetektor nachgeschalteten Ver-
arbeitungseinheit und mittels der Verarbeitungseinheit Ausgeben eines Hinweises auf eine
Bewegungsblockade der Abdeckeinrichtung, wenn die Differenz zwischen den verglichenen
Ausgangsparametern einen vorgegebenen Schwellwert unterschreitet, kann bevorzugt eine
Bewegungsblockade der Abdeckeinrichtung automatisiert erkannt werden. Dies erspart einem
Benutzer eine manuelle Messung und einen manuellen Vergleich der Ausgangsparameter des
Lichtdetektors. Die Verarbeitungseinheit kann somit dann einen Hinweises auf eine Bewe-
gungsblockade der Abdeckeinrichtung ausgeben, wenn die Differenz zwischen den Werten der
Ausgangsparameter des Lichtdetektors in der ersten oder zweiten Position der Abdeckeinrich-
tung und dem Wert des Ausgangsparameters in der dritten Position der Abdeckeinrichtung zu
gering ist, d.h. einen vorgegebenen Schwellwert unterschreitet. Die Verarbeitungseinheit kann
zur Eingabe bzw. Einstellung des Schwellwerts ausgebildet sein.

[0034] Gunstiger Weise wird der Hinweis auf eine Bewegungsblockade der Abdeckeinrichtung
erst ausgeben, wenn die Differenz zwischen den verglichenen Ausgangsparametern den vor-
gegebenen Schwellwert mehrmals aufeinanderfolgend unterschreitet. Auf diese Weise kann
eine fehlerhafte Ausgabe eines Hinweises auf eine Bewegungsblockade, auf Grund einer kurz-
fristigen Stérungen an der Vorrichtung, vermieden werden. Beispielsweise wird der Hinweis auf
eine Bewegungsblockade erst ausgeben, wenn die genannte Differenz den Schwellwert drei
mal, bevorzugt zehn mal aufeinanderfolgend unterschreitet. Der Benutzer kann somit mittels der
Verarbeitungseinheit von der Bewegungsblockade informiert werden und zudem aufgefordert
werden, Reparaturmalinahmen einzuleiten.

[0035] Wenn die Lichtstrahlen in Form mehrerer Lichtblitze ausgesendet werden, kann im
Vergleich zu einer kontinuierlichen Abgabe von Licht Energie gespart werden. Zudem wird die
Vorrichtung hierdurch weniger erwarmt, wodurch genauere Messergebnisse des Messstrahls
und des Referenzstrahls erzielt werden kénnen. Bevorzugt werden die einzelnen Lichtblitze, die
einen Lichtstrahl bilden, aufsummiert, um einen einzigen Messwert flr den Lichtstrahl zu erhal-
ten. Alternativ kdnnen die einzelnen Lichtblitze, die einen Lichtstrahl bilden, einzeln gemessen
werden und deren Messwerte mit den Messwerten der Lichtblitze eines anderen Lichtstrahls
verglichen werden. Der Ausgangsparameter des Lichtdetektors in der ersten, zweiten und
dritten Position der Abdeckeinrichtung kann somit in jeder der drei Positionen mehrere Werte,
d.h. eine Wertemenge, umfassen.

[0036] Die Vorrichtung und das Verfahren sind sowohl fur die Untersuchung von Eigenschaften
von Gasen als auch von Eigenschaften von Fllssigkeiten anwendbar. Besonders vorteilhaft ist
jedoch eine Anwendung zur Analyse der Qualitdt von Gewéssern.

[0037] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von bevorzugten, nicht einschrankenden Aus-
fuhrungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnung noch weiter erlautert. Es zeigen:

[0038] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Vorrichtung gemaf der Erfindung;

[0039] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Messstrahls, eines Referenzstrahls und
eines zweiten Referenzstrahls und der Abdeckeinrichtung in der ersten, zweiten
und dritten Position;

[0040] Fig. 3 eine Detailansicht einer beispielhaften Abdeckeinrichtung in der ersten Position;
[0041] Fig. 4 eine Detailansicht der Abdeckeinrichtung aus Fig. 3 in der zweiten Position; und
[0042] Fig. 5 eine Detailansicht der Abdeckeinrichtung aus Fig. 3 in der dritten Position.

[0043] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung einer beispielhaften Vorrichtung 1 zum Erfas-
sen von Eigenschaften eines zu untersuchenden Fluids F. Das Fluid F befindet sich bevorzugt
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in einem Bereich aufRerhalb der Vorrichtung 1. Die Vorrichtung 1 weist eine Lichtquelle 2 zum
Aussenden mehrerer getrennter Lichtstrahlen L auf. Einer der Lichtstrahlen L ist ein Messstrahl
3, welcher fur einen Durchtritt durch das Fluid F vorgesehen ist. Hierflr kann die Vorrichtung 1
ein Lichtaustrittsfenster 14a aufweisen, durch welches der Messstrahl 3 aus der Vorrichtung 1
austritt, und ein Lichteintrittsfenster 14b aufweisen, durch welches der Messstrahl 3 nach
Durchlaufen des Fluids F wieder in die Vorrichtung 1 eintritt. Ein anderer Lichtstrahl L ist ein
Referenzstrahl 4, welcher zur Umgehung des Fluids F vorgesehen ist und bevorzugt innerhalb
der Vorrichtung 1 geflhrt wird. Die Vorrichtung 1 weist zudem eine der Lichtquelle 2 nachge-
schaltete bewegbare, d.h. verstellbare Abdeckeinrichtung 5 auf. Die Abdeckeinrichtung 5 ist
somit im Pfad der Lichtstrahlen L angeordnet. Die Abdeckeinrichtung 5 ist zum verstellbaren
Abdecken der Lichtstrahlen L, insbesondere zum Abdecken zumindest eines einzelnen Licht-
strahls L bei gleichzeitigem Freigeben zumindest eines anderen einzelnen Lichtstrahls L vorge-
sehen und ausgebildet. Das Abdecken und Freigeben der Lichtstrahlen L kann auch ein teilwei-
ses Abdecken und Freigeben der Lichtstrahlen L umfassen, wenn dies zweckmalig ist. Die
Abdeckeinrichtung 5 ist zwischen einer ersten den Messstrahl 3 freigebenden und Referenz-
strahl 4 abdeckenden Position P1 und einer zweiten den Messstrahl 3 abdeckenden und den
Referenzstrahl 4 freigebenden Position P2 Uberflhrbar angeordnet (siehe Fig. 2). Der Abdeck-
einrichtung 5 ist im Beispiel gemaf Fig. 1 eine optische Einrichtung 15, bspw. eine optische
Linse 15a, zur Blndelung der Lichtstrahlen L nachgeschaltet. Die Vorrichtung 1 weist zudem
einen der Abdeckeinrichtung 5 nachgeschalteten Lichtdetektor 6 auf, welcher zur Erfassung der
von der Abdeckeinrichtung 5 zumindest teilweise durchgelassenen, d.h. freigegebenen Licht-
strahlen L vorgesehen ist. Beispielsweise kann der Lichtdetektor 6 ein Fotowiderstand, ein
Fototransistor, eine Fotodiode, ein CMOS-Sensor oder ein CCD-Sensor sein. Zwischen der Ab-
deckeinrichtung 5, insbesondere zwischen der optischen Einrichtung 15, und dem Lichtdetektor
6 sind bevorzugt eine optische Einrichtung 16 und eine Blende 17 zum Bulndeln bzw. Lenken
der Lichtstrahlen L auf den Lichtdetektor 6 angeordnet. Die Abdeckeinrichtung 5 ist zudem
derart in eine dritte Position P3, P3', P3" Uberflhrbar angeordnet, in welcher die von der Licht-
quelle 2 ausgesendeten Lichtstrahlen L im Vergleich zur ersten Position P1 und zur zweiten
Position P2 der Abdeckeinrichtung 5 unterschiedlich abgedeckt sind. Hierdurch weist ein durch
die Lichtstrahlen L beeinflusster bzw. beeinflussbarer Ausgangsparameter des Lichtdetektors 6
in der dritten Position P3, P3', P3" einen Wert/ eine Eigenschaft auf, der/die unterschiedlich zum
Wert/ Eigenschaft des Ausgangsparameters des Lichtdetektors 6 in der ersten Position P1 und
in der zweiten Position P2 der Abdeckeinrichtung 5 ist.

[0044] In Fig. 1 ist zudem ein zusé&tzlicher, von der Lichtquelle 2 ausgesendeter Lichtstrahl L als
zweiter Referenzstrahl 7 strichliert dargestellt. Der zweite Referenzstrahl 7 ist optional zur Um-
gehung des Fluids F vorgesehen, wofur er innerhalb der Vorrichtung 1 verlauft.

[0045] Zur Bewegung der Abdeckeinrichtung 5 ist diese bevorzugt mit einem Antrieb, insbe-
sondere einem Schrittmotor 9, verbunden und wird von diesem angetrieben.

[0046] In Fig. 1 ist weiters eine dem Lichtdetektor 6 nachgeschaltete Verarbeitungseinheit 8
dargestellt. Die Verarbeitungseinheit 8 ist bevorzugt zur automatischen Erkennung einer Bewe-
gungsblockade der Abdeckeinrichtung 5 und gegebenenfalls, im Fall eine Bewegungsblockade,
zur Ausgabe einer Fehlermeldung ausgebildet. Hierflr vergleicht die Verarbeitungseinheit 8 die
Werte/Eigen- schaften des Ausgangsparameters des Lichtdetektors 6 in der ersten Position P1,
der zweiten Position P2 und der dritten Position P3, P3', P3" der Abdeckeinrichtung 5.

[0047] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen schematisch eine Lichtquelle 2, aus welcher ein Messstrahl
3, ein Referenzstrahl 4 und allenfalls ein zweiter Referenzstrahl 7 als Lichtstrahlen L austreten.
Die Lichtstrahlen L treffen in den dargestellten Beispielen auf einen Strahlselektor 10, der be-
vorzugt am Innenumfang der Vorrichtung 1 anliegt, um allfélliges am Strahlselektor 10 vorbei-
laufendes Streulicht zu vermeiden. In den in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Beispielen ist er-
kennbar, dass die Abdeckeinrichtung 5 Teil des im Pfad der Lichtstrahlen L angeordneten
Strahlselektors 10 ist. Der Strahlselektor 10 weist bevorzugt eine feststehende Abdeckplatte 11
mit Durchgangséffnungen 12 (Fig. 2) fur die Lichtstrahlen L auf. Um unterschiedliche Lichtver-
haltnisse zu den unterschiedlichen Positionen P1, P2 und P3, P3', P3" am Lichtdetektor 6 er-
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zeugen zu kdnnen, ist die Abdeckeinrichtung 5 zur einstellbaren Abdeckung, insbesondere zur
zumindest teilweisen Abdeckung der Durchgangséffnungen 12 bewegbar angeordnet.

[0048] Wie weiters in den Fig. 1 und 2 ersichtlich ist, kann die Abdeckeinrichtung 5 durch ein
einzelnes Abdeckelement 5a gebildet sein. Das Abdeckelement 5a kann durch eine in einer
Ebene parallel zur Ebene der feststehenden Abdeckplatte 11 des Strahlselektors 10 bewegliche
Platte 5b gebildet sein. Die bewegliche Platte 5b weist eine Durchgangséffnung 13 flr den
Durchtritt jeweils eines der Lichtstrahlen L auf.

[0049] Fig. 2 zeigt zudem die Abdeckeinrichtung 5 / das Abdeckelement 5a / die bewegliche
Platte 5b in der zuvor genannten ersten, zweiten und dritten Position, P1, P2, P3, P3', P3".
Insbesondere ist in der ersten Position P1 der Abdeckeinrichtung 5 der Messstrahl 3 freigege-
ben und der Referenzstrahl 4 abgedeckt. In der zweiten Position P2 der Abdeckeinrichtung 5 ist
der Messstrahl 3 abgedeckt und der Referenzstrahl 4 freigegeben. In der dritten Position P3 der
Abdeckeinrichtung 5 ist der Messstrahl 3 teilweise abgedeckt und der Referenzstrahl 4 abge-
deckt. In einer anderen dritten Position P3' der Abdeckeinrichtung 5 ist der Messstrahl 3 abge-
deckt und der Referenzstrahl 4 teilweise abgedeckt. In den beispielhaften Positionen P1, P2, P3
und P3' ist zudem der zweite Referenzstrahl 7 abgedeckt. Demnach kénnte in den beispielhaf-
ten Positionen P1, P2, P3 und P3' der zweite Referenzstrahl 7 auch weggelassen werden. In
einer weiteren dritten Position P3" der Abdeckeinrichtung 5 sind der Messstrahl 3 und Refe-
renzstrahl 4 abgedeckt und der zweite Referenzstrahl 7 ist freigegeben. In Position P3" kdnnte
der zweite Referenzstrahl 7 auch nur teilweise freigegeben sein.

[0050] Somit kénnen in der dritten Position P3, P3' der Abdeckeinrichtung 5 der Messstrahl 3
oder der Referenzstrahl 4 teilweise abgedeckt sein. Oder es kann in der dritten Position P3" der
Abdeckeinrichtung 5 ein zusétzlicher, von der Lichtquelle 2 ausgesendeter Lichtstrahl L als
zweiter Referenzstrahl 7, welcher zur Umgehung des Fluids F vorgesehen ist, im Vergleich zur
ersten Position P1 und zur zweiten Position P2 der Abdeckeinrichtung 5 unterschiedlich abge-
deckt sein. Dabei kann der zweite Referenzstrahl 7 in der ersten Position P1 und in der zweiten
Position P2 der Abdeckeinrichtung abgedeckt und in der dritten Position P3" der Abdeckeinrich-
tung 5 zumindest teilweise freigegeben sein.

[0051] Aus der Beschreibung wird offensichtlich, dass zahlreiche Kombinationsméglichkeiten
zur zumindest teilweisen Abdeckung und Freigabe des Messstrahls 3, des Referenzstrahls 4
und des allfalligen zweiten Referenzstrahls 7 existieren. Wesentlich ist, dass in der dritten Posi-
tion P3, P3', P3" am Lichtdetektor 6 andere Lichtverhaltnisse als in der ersten Position P1 und
zweiten Position P2 vorliegen.

[0052] Fig. 3 zeigt eine Detailansicht einer beispielhaften Abdeckeinrichtung 5 in der ersten
Position P1. Die Abdeckeinrichtung 5 ist bevorzugt tber eine Schwenkachse 18 verschwenkbar
in der Vorrichtung 1 angeordnet. Auch in Fig. 3 ist erkennbar, dass die Abdeckeinrichtung 5 Teil
eines im Pfad der Lichtstrahlen L angeordneten Strahlselektors 10 sein kann, dass der Strahl-
selektor 10 eine feststehende Abdeckplatte 11 mit Durchgangséffnungen 12 fur die Lichtstrah-
len L aufweisen kann, und dass die Abdeckeinrichtung 5 zur einstellbaren Abdeckung der
Durchgangséffnungen 12 bewegbar angeordnet sein kann. Im dargestellten Beispiel ist die
Abdeckeinrichtung 5 durch ein einzelnes Abdeckelement 5a gebildet, welches durch eine be-
wegliche Platte 5b mit einer Durchgangséffnung 13 fUr jeweils einen der Lichtstrahlen L gebildet
ist. Insbesondere ist in der ersten Position P1 der Abdeckeinrichtung 5 der Messstrahl 3 freige-
geben, da die Abdeckeinrichtung 5 vom Messstrahl 3 weggeschwenkt ist, und der Referenz-
strahl 4 ist durch die Abdeckeinrichtung 5 abgedeckt.

[0053] Fig. 4 zeigt eine Detailansicht in welcher die Abdeckeinrichtung 5 in die zweiten Position
P2 bewegt, insbhesondere verschwenkt wurde. In dieser zweiten Position P2 ist der Messstrahl 3
durch die Abdeckeinrichtung 5 abgedeckt und der Referenzstrahl 4 ist freigegeben, da die
Durchgangséffnung 13 der beweglichen Platte 5b und der Referenzstrahl 4 im Wesentlichen in
einer Linie angeordnet sind.

[0054] Fig. 5 zeigt eine weitere Detailansicht in welcher die Abdeckeinrichtung 5 in die dritte

9/17



> dsterreichisches AT 521 624 B1 2020-03-15
V patentamt

Position P3' bewegt, insbesondere verschwenkt wurde. In dieser dritten Position P3' ist der
Messstrahl 3 durch die Abdeckeinrichtung 5 abgedeckt und der Referenzstrahl 4 ist teilweise
freigegeben, da die Durchgangséffnung 13 der beweglichen Platte 5b und der Referenzstrahl 4
einander teilweise Uberdecken.
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1.

10.

Vorrichtung (1) zum Erfassen von Eigenschaften eines zu untersuchenden Fluids (F), mit
einer Lichtquelle (2) zum Aussenden mehrerer Lichtstrahlen (L), von welchen einer der
Lichtstrahlen (L) ein Messstrahl (3) ist, welcher flr einen Durchtritt durch das Fluid (F) vor-
gesehen ist, und ein anderer Lichtstrahl (L) ein Referenzstrahl (4) ist, welcher zur Umge-
hung des Fluids (F) vorgesehen ist, mit einer der Lichtquelle (2) nachgeschalteten beweg-
baren Abdeckeinrichtung (5), welche zum Abdecken der Lichtstrahlen (L) vorgesehen ist
und die zwischen einer ersten den Messstrahl (3) freigebenden und Referenzstrahl (4) ab-
deckenden Position (P1) und einer zweiten den Messstrahl (3) abdeckenden und den Re-
ferenzstrahl (4) freigebenden Position (P2) Uberfihrbar angeordnet ist, und mit einem der
Abdeckeinrichtung (5) nachgeschalteten Lichtdetektor (6), dadurch gekennzeichnet, dass
die Abdeckeinrichtung (5) in eine dritte Position (P3, P3', P3") UberfUhrbar angeordnet ist,
in welcher die von der Lichtquelle (2) ausgesendeten Lichtstrahlen (L) im Vergleich zur ers-
ten Position (P1) und zur zweiten Position (P2) der Abdeckeinrichtung (5) unterschiedlich
abgedeckt sind, wodurch ein durch die Lichtstrahlen (L) beeinflusster Ausgangsparameter
des Lichtdetektors (6) in der dritten Position (P3, P3', P3") unterschiedlich zum Aus-
gangsparameter des Lichtdetektors (6) in der ersten Position (P1) und in der zweiten Posi-
tion (P2) der Abdeckeinrichtung (5) ist.

Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in der dritten Position
(P3, P3') der Abdeckeinrichtung (5) der Messstrahl (3) oder der Referenzstrahl (4) teilweise
abgedeckt ist oder ein zusatzlicher, von der Lichtquelle (2) ausgesendeter Lichtstrahl (L)
als zweiter Referenzstrahl (7), welcher zur Umgehung des Fluids (F) vorgesehen ist, in der
dritten Position (P3") der Abdeckeinrichtung (5) im Vergleich zur ersten Position (P1) und
zur zweiten Position (P2) der Abdeckeinrichtung (5) unterschiedlich abgedeckt ist.

Vorrichtung (1) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Referenz-
strahl (7) in der ersten Position (P1) und in der zweiten Position (P2) der Abdeckeinrichtung
(5) abgedeckt und in der dritten Position (P3") der Abdeckeinrichtung (5) zumindest teilwei-
se freigegeben ist.

Vorrichtung (1) nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abdeckeinrichtung (5) verschwenkbar angeordnet ist.

Vorrichtung (1) nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abdeckeinrichtung (5) mit einem Schrittmotor (9) verbunden ist.

Vorrichtung (1) nach einem der Anspriche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abdeckeinrichtung (5) Teil eines im Pfad der Lichtstrahlen (L) angeordneten Strahlselek-
tors (10) ist, welcher eine feststehende Abdeckplatte (11) mit Durchgangséffnungen (12)
fur die Lichtstrahlen (L) aufweist, und die Abdeckeinrichtung (5) zur einstellbaren Abde-
ckung der Durchgangsoéffnungen (12) bewegbar angeordnet ist.

Vorrichtung (1) nach einem der Anspriche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abdeckeinrichtung (5) durch ein einzelnes Abdeckelement (5a) gebildet ist.

Vorrichtung (1) nach Anspruch 6 und 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Abdeckele-
ment (5a) durch eine in einer Ebene parallel zur Ebene der feststehenden Abdeckplatte
(11) des Strahlselektors (10) bewegliche Platte (5b) gebildet ist, welche bewegliche Platte
(5b) eine Durchgangséffnung (13) flr einen der Lichtstrahlen (L) aufweist.

Vorrichtung (1) nach einem der Anspriche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine
dem Lichtdetektor (6) nachgeschaltete Verarbeitungseinheit (8) vorgesehen ist, welche zur
Erkennung einer Bewegungsblockade der Abdeckeinrichtung (5) durch einen Vergleich der
Ausgangsparameter des Lichtdetektors (6) in der ersten Position (P1), der zweiten Position
(P2) und der dritten Position (P3, P3', P3") der Abdeckeinrichtung (5) ausgebildet ist.

Vorrichtung (1) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Verarbeitungseinheit
(8) zur Ausgabe einer Fehlermeldung ausgebildet ist.
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Verfahren zum Erfassen von Eigenschaften eines zu untersuchenden Fluids (F), durch
Aussenden mehrerer Lichtstrahlen (L) von einer Lichtquelle (2), von welchen einer der
Lichtstrahlen (L) ein Messstrahl (3) ist, welcher flr einen Durchtritt durch das Fluid (F) aus-
gesendet wird, und ein anderer Lichtstrahl (L) ein Referenzstrahl (4) ist, welcher zur Um-
gehung des Fluids (F) ausgesendet wird, Ansteuern einer der Lichtquelle (2) nachgeschal-
teten bewegbaren Abdeckeinrichtung (5) zum Bewegen in eine erste den Messstrahl (3)
freigebende und den Referenzstrahl (4) abdeckende Position (P1) und Detektieren der von
der Abdeckeinrichtung (5) durchgelassenen Lichtstrahlen (L) mit einem der Abdeckeinrich-
tung (5) nachgeschalteten Lichtdetektor (6) und Ansteuern der beweglichen Abdeckeinrich-
tung (5) zum Bewegen in eine zweite den Messstrahl (3) abdeckende und den Referenz-
strahl (4) freigebende Position (P2) und Detektieren der von der Abdeckeinrichtung (5)
durchgelassenen Lichtstrahlen (L) mit dem Lichtdetektor (6), gekennzeichnet durch An-
steuern der beweglichen Abdeckeinrichtung (5) zum Bewegen in eine dritte Position (P3,
P3', P3") und Detektieren der von der Abdeckeinrichtung (5) durchgelassenen Lichtstrahlen
(L) mit dem Lichtdetektor (6), in welcher dritten Position (P3, P3', P3") die von der Licht-
quelle (2) ausgesendeten Lichtstrahlen (L) im Vergleich zur ersten Position (P1) und zur
zweiten Position (P2) der Abdeckeinrichtung (5) unterschiedlich abgedeckt sind, wodurch
ein durch die Lichtstrahlen (L) beeinflusster Ausgangsparameter des Lichtdetektors (6) in
der dritten Position (P3, P3', P3") unterschiedlich zum Ausgangsparameter des Lichtdetek-
tors (6) in der ersten Position (P1) und in der zweiten Position (P2) der Abdeckeinrichtung
(5) ist, und Vergleichen der Ausgangsparameter des Lichtdetektors (6) in der ersten Positi-
on (P1), der zweiten Position (P2) und der dritten Position (P3, P3', P3") der Abdeckeinrich-
tung (5) zur Erkennung einer Bewegungsblockade der Abdeckeinrichtung (5).

Verfahren nach Anspruch 11, gekennzeichnet durch teilweises Abdecken des Mess-
strahls (3) oder des Referenzstrahls (4) in der dritten Position (P3, P3') der Abdeckeinrich-
tung (5) oder unterschiedliches Abdecken eines zuséatzlichen, von der Lichtquelle (2) als
zweiter Referenzstrahl (7) ausgesendeten Lichtstrahls (L), welcher zur Umgehung des Flu-
ids (F) vorgesehen ist, in der dritten Position (P3") der Abdeckeinrichtung (5) im Vergleich
zur ersten Position (P1) und zur zweiten Position (P2) der Abdeckeinrichtung (5).

Verfahren nach Anspruch 12, gekennzeichnet durch Abdecken des zweiten Referenz-
strahls (7) in der ersten Position (P1) und in der zweiten Position (P2) der Abdeckeinrich-
tung (5) und zumindest teilweises Freigeben des zweiten Referenzstrahls (7) in der dritten
Position (P3") der Abdeckeinrichtung (5).

Verfahren nach einem der Anspriche 11 bis 13, gekennzeichnet durch Vergleichen des
Ausgangsparameters des Lichtdetektors (6) in der dritten Position (P3, P3', P3") der Abde-
ckeinrichtung (5) mit dem Ausgangsparameter des Lichtdetektors (6) in der ersten Position
(P1) oder zweiten Position (P2) der Abdeckeinrichtung (5) in einer dem Lichtdetektor (6)
nachgeschalteten Verarbeitungseinheit (8) und mittels der Verarbeitungseinheit (8) Ausge-
ben eines Hinweises auf eine Bewegungsblockade der Abdeckeinrichtung (5), wenn die
Differenz zwischen den verglichenen Ausgangsparametern einen vorgegebenen Schwell-
wert unterschreitet.

Verfahren nach Anspruch 14, gekennzeichnet durch Ausgeben des Hinweises auf eine
Bewegungsblockade der Abdeckeinrichtung (5) erst, wenn die Differenz zwischen den ver-
glichenen Ausgangsparametern den vorgegebenen Schwellwert mehrmals aufeinanderfol-
gend unterschreitet.

Verfahren nach einem der Anspriche 11 bis 15, gekennzeichnet durch Aussenden der
Lichtstrahlen (L) in Form mehrerer Lichtblitze.

Hierzu 5 Blatt Zeichnungen
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